
仕 様 書 

機 器 名：精密研磨装置 

数 量：一式 

納入場所：地方独立行政法人京都市産業技術研究所 ６階 合金作成実験室 

     （京都市下京区中堂寺粟田町９１ 京都リサーチパーク９号館南棟） 

納入期限：令和８年１２月２８日(月) 

 

１ システムの概要 

精密研磨装置は金属組織観察用試料などの粗研磨・精研磨に使用される研磨機である。自動研磨ア

タッチメント（コロ式試料保持ユニット）やパンタ式試料保持ユニットと各試料ホルダーの組み合わ

せにより、金属材料、電子材料などのSEM試料の前処理の精密仕上げ、高精度な平面研磨などが自動

で作業することができる。 

 

２ 機器の構成 

（１）精密研磨部 

（２）手動粗研磨部 

（３）作業台、沈殿槽 

 

３ 必要とする規格及び性能条件 

（１）精密研磨部 

ア 【本体】 

（ア）モーター出力  ：120Ｗ 

（イ）研磨盤寸法  ：Φ200mm 

（ウ）研磨盤回転数  ：0～200rpm（10rpm～200rpmの範囲で設定可能なこと） 

（エ）非常停止スイッチ、漏電ブレーカーを有していること。 

（オ）装置寸法  ：W390mm×D485mm×H270mm (カバー含まず) 

※カバー装着時 

W446mm×D485mm×H533mm (カバー閉扉時) 

W446mm×D718mm×H665mm (カバー開放時) 

  （カ）装置重量  ：25㎏ 

（キ）装置カバー（インターロック機能なし）を付属すること。 

（ク）デジタル操作盤を有していること。 

（ケ）研磨盤（回転テーブル）の連続運転が可能であること。 

（コ）研磨盤（回転テーブル）のタイマー運転が可能であること。 

（サ）研磨工程の登録モードが操作可能なこと。 

（シ）タイマー運転時間 ：00h00m00s～99h99m59sを含むこと。 

（ス）電源 ：AC100V-5A（500W）、アース付属3Pプラグを付属すること。 



  イ 【研磨剤供給システム】 

  （ア）自動噴霧装置（MS-2）を付属すること。 

  （イ）自動噴霧装置（MS-2）用コンプレッサーを付属すること。 

  （ウ）供給方式   ：噴霧方式であること。 

  （エ）スラリーボトル容量  ：500mL 

（オ）スラリー撹拌機能  ：マグネットスターラーによる撹拌 

（カ）スラリー供給部  ：研磨盤上へ直接供給 

（キ）スラリーの一般的な供給量 ：0.2mL/min 

（ク）エアー入力0.1MPa時インターバル１分レングス２秒設定 

（ケ）使用可能な砥材は、ダイヤモンド/アルミナ/炭化ケイ素/酸化セリウム/シリカであること。 

（コ）スプレー用ノズル10A、２式を付属すること。 

  （サ）廃液は、研磨盤上に供給されたスラリーは研磨に使用された後、研磨屑と混ざって水受 

に排水されること。 

  （シ）水受け内に設けられた排水溝から配管を通り装置外部の沈殿槽に排出されること。 

  ウ 【保持ユニット】 

（ア）コロ式試料保持ユニットを１式以上付属すること。 

（イ）コロ式試料保持ユニットは、ガイドリング、または回転補助リングを用いる試料ホルダー

をユニット側の樹脂ベアリングで受け、研磨盤の回転に合わせて回転させる機能を有して

いること。 

（ウ）パンタ式試料保持ユニットを１式以上付属すること。 

（エ）パンタ式試料保持ユニットは、ガイドリングを用いないホルダーを簪部分で保持し、中央 

   ベアリングで回転させることができる機能を有していること。 

  （オ）パンタ式試料保持ユニット用ベアリングを付属すること。 

  エ 【試料ホルダー】 

（ア）厚さ調整ホルダー（Φ78mm、AJ-78）を付属すること。 

（イ）厚さ調整ホルダー（Φ78mm）は、平板上に熱ワックスまたはスカイシートを用いて 

サンプルを接着し、デッドウェイト（おもり）を掛けて研磨を行うことができること。 

  （ウ）貼付け平板（Φ78mm）を付属すること。回転補助リング（Φ78mm）を付属すること。 

（エ）１ヶ掛け貼付けホルダー（Φ52mm、ガイドリング/ウェイトセット付属）を付属すること。 

（オ）１ヶ掛け貼付けホルダー（Φ52mm）は、試料を貼付け板に固定し、平行に研磨することが 

   可能であること。貼付け板サイズはΦ52mmであること。 

（カ）１ヶ掛け埋込み試料ホルダー（Φ25mm、ガイドリング/ ウェイトセット付属）を付属する 

こと。埋込み試料ホルダー用アタッチメント（真鍮棒/スペーサー/高さ調整リング）を付

属すること。 

（キ）１ヶ掛け埋込み試料ホルダー（Φ25mm）は、Φ25mm×L20mm程度の寸法に樹脂包埋した 

サンプルを三日月形状の押さえ板で側面側からクランプすることができること。 

一度に１点のサンプルを固定できること。 

ガイドリング方式により平行度の高い研磨加工面を得ることが可能であること。 



（ク）多目的ホルダー（貼付け用/斜め研磨用/挟み付け用/ガイドリング/ウェイトセット付 

属）を付属すること。 

（ケ）多目的ホルダーは、貼付け冶具、挟み付け冶具、傾斜冶具の３点が同じホルダーで付け替 

えすることが可能であること。 

（コ）３ヶ掛け埋込み試料ホルダー(Φ25mm孔、ホルダー外径Φ89mm)を付属すること。 

（サ）３ヶ掛け埋込み試料ホルダーは、Φ25mm×L20mm程度の寸法に樹脂包埋したサンプルを 

三日月形状の押さえ板で側面側からクランプすることができること。 

（シ）２ヶ掛け挟み付け試料ホルダー（W58mm×D8mm）を付属すること。 

（ス）２ヶ掛け挟み付け試料ホルダー（W58mm×D8mm）は、W58mm×D8mmまでの板状サンプルを樹 

脂包埋せずに直接挟み付け、ガイドリングを用いて平行に研磨可能であること。 

オ 【付属品】 

（ア）Φ200mm ポリシング用アルミ盤、１台付属すること。 

（イ）Φ200mm マグネットサポートディスク１枚付属すること。 

（ウ）Φ200mm SUS430プレート５枚付属すること。 

（エ）Φ200mm 耐水研磨紙(SiC) P150（のり付き）(10枚/１式)、10式を付属すること。 

（オ）Φ200mm 耐水研磨紙(SiC) P400（のり付き）(10枚/１式)、10式を付属すること。 

（カ）Φ200mm 耐水研磨紙(SiC) P800（のり付き）(10枚/１式)、10式を付属すること。 

（キ）Φ200mm 耐水研磨紙(SiC) P1200（のり付き）(10枚/１式)、10式を付属すること。 

（ク）Φ200mm 耐水研磨紙(SiC) P2000（のり付き）(10枚/１式)、10式を付属すること。 

（ケ）Φ200mm ポリシングクロス 4FV1(５枚/１式) １式を付属すること。 

（コ）液体アルミナ研磨剤 POLIPLA 1.3µm 4L、１本を付属すること。 

（サ）Φ200mm ポリシング用アルミ盤（ツバ付き/テフロンコーティング仕様）、１台を 

付属すること。 

（シ）Φ200mm CMP用クロス FP65（５枚/１式）、１式を付属すること。 

（ス）ケミカルリキッド HCL-XL 粒径40nm 4L、１本を付属すること。 

（セ）スターラー回転子を付属すること。 

（ソ）アルコワックス 5402SL、20g、１本を付属すること。 

（タ）スカイシート □165mm、10枚(120度溶解）を１式付属すること。 

カ 【付属品】 

（ア）取扱説明書   ：１冊以上を付属すること。 

（イ）各種工具   ：１式以上を付属すること。 

（２）手動粗研磨部 

ア 【本体】 

（ア）モーター出力   ：250Ｗ（ブラシレスモーター） 

（イ）研磨盤寸法   ：Φ250mm 

（ウ）研磨盤面   ：１以上 

（エ）回転数   ：50～600rpm 

（オ）回転方向   ：時計方向、半時計方向 



（カ）ソフトスタート機能（設定スピードに達するまで徐々に加速、到達後は安定回転）を 

有していること。 

 （キ）給水機構   ：バルブ付き伸縮自在ノズル 

 （ク）非常停止ボタンを有していること。 

 （ケ）寸法    ：W450mm×D670mm×H450mm 

 （コ）質量    ：20～25kg 

 （サ）電源    ：単相100Vで動作可能なこと。 

イ 【付属品】 

（ア）PP250 研磨盤フラットタイプ ：Φ250mm２枚付属すること。 

（イ）リフレックスFIX  ：Φ250mmを付属すること。 

（ウ）リフレックスMAG  ：Φ250mmを付属すること。 

（エ）耐水研磨紙   ：タイプMΦ250mm（P80、P320、P600、P800、P1000、P1200） 

100枚入りを各１式ずつ付属すること。 

（オ）ダイヤモンドペースDE/SY（1μm、3μm、6μm、9μm）10g入りを各１式ずつ付属すること。 

（カ）潤滑液（ルーブリカントLub）1Lを付属すること。 

  （キ）仕上げ用SPM（コロイダルシリカ）0.03μm、1L（非結晶化）を付属すること。 

  （ク）研磨クロス（RAM、TOP、NT、SUPRA）Φ250mm、５枚入りを各１式以上ずつ付属すること。 

（ケ）高純度アルミナサスペンション アキュプレップ 0.47Lを付属すること。 

（３）作業台、沈殿槽 

 ア 作業台、W900mm×D750mm×H740～810mmを付属すること。 

精密研磨装置を設置し、可動できること。 

 イ 作業台、W1200mm×D750mm×H740～810mmを付属すること。 

精密研磨装置を設置し、可動できること。 

 ウ 沈殿槽を付属すること。既設の流し台に設置できること。 

 

４ 契約条件 

（１）保証期間・研修等 

ア 搬入、設置及び調整（ブレーカー増設、電気配線、給排水配管、ガスボンベと装置への接続） 

等に係る費用は、全額納品者の負担とする。 

イ 搬入時は、当所内の床、壁等の破損を防ぐこと。必要に応じて養生等を行うこと。 

当所の建物、設備などに損傷を与えた場合は、納品者の責任において、原状に復すること。 

ウ 本機器の保証期間は、検収後１年とする。 

エ 検収後１年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。 

オ 検収は設置場所で職員立会いの下で行うこと。 

カ 納入者は、納品時に本機器の操作方法及び維持管理方法について説明を行うこと。 

ただし、本機器の操作等に関する関係職員に対する研修内容、方法、期間等については 

納品者と協議のうえ決定するものとする。 

キ 納入機器は新品であること。 



ク 日本語で記載された取扱説明書を用意すること。 

ケ 納入者は、納入時に本機器を据付け調整し、販売元で保証している仕様を満たしている 

  ことを認定できる検査データ等を添えて引渡すこと。 

コ 本仕様書に疑義がある場合は、その都度、担当職員と協議を行うこと。 

サ 機器の原理、概要等を説明したパネルを１枚以上有すること。 

シ 納入者は、システム全体に対して、部品供給、保守点検、修理などを責任もって対応する 

こと。 

 

（２）補償等 

ア 設置後に仕様書に違反していることが判明した場合には、速やかに対応することとし、違反 

が修正できない場合は契約完了後でもこれを解除する。 

イ 設置・撤収・建造物回復などに要する費用は全て納品者が負担するものとする。地方独立行  

政法人京都市産業技術研究所への補償については別途協議して決定するものとする。 

 

５ 参考機種 

（１）精密研磨部は、ムサシノ電子（株)製のMA-200e（200Φ）と同等品若しくはそれ以上。 

（２）手動粗研磨部は、（株)三啓製手動粗研磨装置プラトP25G-E単式Φ250mmと同等品 

若しくはそれ以上。 

（３）作業台は、（株)サカエ製軽量作業台KK(KH)タイプと同等品若しくはそれ以上。 


